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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基板に対して処理を行う基板処理装置において、
　複数の基板を収納するための搬送容器を載置するための載置台と、
　基板の処理を行うための複数の処理モジュールと、
　前記載置台と前記処理モジュールとの間で基板を搬送するための基板搬送機構と、
　少なくとも基板搬送機構または処理モジュールの動作確認運転を行うための動作確認モ
ードを選択する選択部と、
　動作確認用の複数のコントロールジョブを設定すると共に、これらコントロールジョブ
毎に、前記搬送容器と当該搬送容器のスロットの位置とで特定される基板に対して実行す
るレシピを入力してプロセスジョブを設定するジョブ設定部と、
　前記搬送容器を交換することなく当該搬送容器内に収納されている基板を繰り返し用い
て、前記動作確認用の複数のコントロールジョブを、予め指定された順番でかつ周期的に
実行する際に、全てのコントロールジョブの合計の実行回数を設定する回数設定部と、
　前記選択部から動作確認モードが選択され、前記複数のコントロールジョブを実行する
際に、一のコントロールジョブのレシピと順番が一つ後のコントロールジョブのレシピと
が並列で実行可能か判断し、実行することが可能でない場合には、前記一のコントロール
ジョブの最終基板が搬送容器に収納された後、引き続いて前記順番が一つ後のコントロー
ルジョブを実行する制御部と、を備えたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
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　複数の基板に対して処理を行う基板処理装置において、
　複数の基板を収納するための搬送容器を載置するための載置台と、
　基板の処理を行うための複数の処理モジュールと、
　前記載置台と前記処理モジュールとの間で基板を搬送するための基板搬送機構と、
　少なくとも基板搬送機構または処理モジュールの動作確認運転を行うための動作確認モ
ードを選択する選択部と、
　動作確認用の第１のコントロールジョブと第２のコントロールジョブとを設定すると共
に、これらコントロールジョブ毎に、前記搬送容器と当該搬送容器のスロットの位置とで
特定される基板に対して実行するレシピを入力してプロセスジョブを設定するジョブ設定
部と、
　前記搬送容器を交換することなく当該搬送容器内に収納されている基板を繰り返し用い
て、前記動作確認用の第１、第２のコントロールジョブを、予め指定された順番でかつ周
期的に実行する際に、全てのコントロールジョブの合計の実行回数を設定する回数設定部
と、
　前記選択部から動作確認モードが選択され、前記第１、第２のコントロールジョブを実
行する際に、一のコントロールジョブのレシピと順番が一つ後のコントロールジョブのレ
シピとが並列で実行可能か判断し、実行可能な場合は、前記一のコントロールジョブと順
番が一つ後のコントロールジョブとを並列に実行し、前記一のコントロールジョブのレシ
ピが終了しない間に、並列で実行されている前記順番が一つ後のコントロールジョブが終
了する場合は、前記終了していない一のコントロールジョブのレシピと、前記終了してい
ない一のコントロールジョブと種別が異なり、かつ順番が後のコントロールジョブのレシ
ピとが並列で実行可能か判断する制御部と、を備えたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記種別が異なり、かつ順番が後のコントロールジョブのレシピが、前
記一のコントロールジョブのレシピと並列で実行可能な場合には、前記一のコントロール
ジョブと並列に実行することを特徴とする請求項２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記順番が一つ後のコントロールジョブのレシピが、前記一のコントロ
ールジョブのレシピと並列で実行することが可能でない場合には、前記一のコントロール
ジョブの最終基板が搬送容器に収納された後、引き続いて前記順番が一つ後のコントロー
ルジョブを実行することを特徴とする請求項２または３に記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記回数設定部に設定された実行回数を、前記動作確認運転の実行中に
変更することができることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一つに記載の基板処
理装置。
【請求項６】
　前記ジョブ設定部は、コントロールジョブに複数のプロセスジョブを設定することがで
きることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一つに記載の基板処理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、一のコントロールジョブと、この一のコントロールジョブに対して順番
が一つ後のコントロールジョブとにおいて、レシピ上の搬送経路に重複が生じないか否か
によって、これらのコントロールジョブを並列で実行することが可能かどうかを判断する
ことを特徴とする請求項１に記載の基板処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、一のコントロールジョブと、この一のコントロールジョブに対して順番
が一つ後のコントロールジョブ、または前記種別が異なり、かつ順番が後のコントロール
ジョブとにおいて、レシピ上の搬送経路に重複が生じないか否かによって、これらのコン
トロールジョブを並列で実行することが可能かどうかを判断することを特徴とする請求項
２ないし４のいずれか一つに記載の基板処理装置。
【請求項９】
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　前記制御部は、実行している前記動作確認運転を途中で止めることができることを特徴
とする請求項１ないし８のいずれか一つに記載の基板処理装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記動作確認運転のコントロールジョブの実行中に、製品となる基板を
処理するための実運転用のコントロールジョブを割り込ませることができることを特徴と
する請求項１ないし９のいずれか一つに記載の基板処理装置。
【請求項１１】
　複数の基板を収納するための搬送容器を載置台に載置し、基板搬送機構により当該搬送
容器から基板を取り出して、複数の処理モジュールのいずれかに搬送して処理を行い、処
理後の基板を元の搬送容器に戻す基板処理方法において、
　少なくとも基板搬送機構または処理モジュールの動作確認運転を行うための動作確認モ
ードを選択する工程と、
　動作確認用の複数のコントロールジョブを設定すると共に、これらコントロールジョブ
毎に、前記搬送容器と当該搬送容器のスロットの位置とで特定される基板に対して実行す
るレシピを入力してプロセスジョブを設定する工程と、
　前記搬送容器を交換することなく当該搬送容器内に収納されている基板を繰り返し用い
て、前記動作確認用の複数のコントロールジョブを、予め指定された順番でかつ周期的に
実行する際に、全てのコントロールジョブの合計の実行回数を設定する工程と、
　動作確認モードが選択され、前記複数のコントロールジョブを実行する際に、一のコン
トロールジョブのレシピと、順番が一つ後のコントロールジョブのレシピとが並列で実行
可能か判断する工程と、
　実行することが可能でない場合には、前記一のコントロールジョブの最終基板が搬送容
器に収納された後、引き続いて前記順番が一つ後のコントロールジョブを実行する工程と
、を含むことを特徴とする基板処理方法。
【請求項１２】
　複数の基板を収納するための搬送容器を載置台に載置し、基板搬送機構により当該搬送
容器から基板を取り出して、複数の処理モジュールのいずれかに搬送して処理を行い、処
理後の基板を元の搬送容器に戻す基板処理方法において、
　少なくとも基板搬送機構または処理モジュールの動作確認運転を行うための動作確認モ
ードを選択する工程と、
　動作確認用の第１のコントロールジョブと第２のコントロールジョブとを設定すると共
に、これらコントロールジョブ毎に、前記搬送容器と当該搬送容器のスロットの位置とで
特定される基板に対して実行するレシピを入力してプロセスジョブを設定する工程と、
　前記搬送容器を交換することなく当該搬送容器内に収納されている基板を繰り返し用い
て、前記動作確認用の第１、第２のコントロールジョブを、予め指定された順番でかつ周
期的に実行する際に、全てのコントロールジョブの合計の実行回数を設定する工程と、
　動作確認モードが選択され、前記第１、第２のコントロールジョブを実行する際に、一
のコントロールジョブのレシピと、順番が一つ後のコントロールジョブのレシピとが並列
で実行可能か判断する工程と、
　実行可能な場合は、前記一のコントロールジョブと順番が一つ後のコントロールジョブ
とを並列に実行する工程と、
　前記一のコントロールジョブのレシピが終了しない間に、並列で実行されている前記順
番が一つ後のコントロールジョブが終了する場合は、前記終了していない一のコントロー
ルジョブのレシピと、前記終了していない一のコントロールジョブと種別が異なり、かつ
順番が後のコントロールジョブのレシピとが並列で実行可能か判断する工程と、を含むこ
とを特徴とする基板処理方法。
【請求項１３】
　前記種別が異なり、かつ順番が後のコントロールジョブのレシピが、前記一のコントロ
ールジョブのレシピと並列で実行可能な場合には、前記一のコントロールジョブと並列に
実行する工程を含むことを特徴とする請求項１２に記載の基板処理方法。
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【請求項１４】
　前記順番が一つ後のコントロールジョブのレシピが、前記一のコントロールジョブのレ
シピと並列で実行することが可能でない場合には、前記一のコントロールジョブの最終基
板が搬送容器に収納された後、引き続いて前記順番が一つ後のコントロールジョブを実行
する工程を含むことを特徴とする請求項１２または１３に記載の基板処理方法。
【請求項１５】
　前記動作確認用のコントロールジョブの実行回数は、前記動作確認運転の実行中に変更
することができることを特徴とする請求項１１ないし１４のいずれか一つに記載の基板処
理方法。
【請求項１６】
　前記コントロールジョブには、複数のプロセスジョブを設定することができることを特
徴とする請求項１１ないし１５のいずれか一つに記載の基板処理方法。
【請求項１７】
　前記一のコントロールジョブと、この一のコントロールジョブに対して順番が一つ後の
コントロールジョブとは、レシピ上の搬送経路に重複が生じないか否かによって並列で実
行することが可能かどうか判断されることを特徴とする請求項１１に記載の基板処理方法
。
【請求項１８】
　前記一のコントロールジョブと、この一のコントロールジョブに対して順番が一つ後の
コントロールジョブ、または前記種別が異なり、かつ順番が後のコントロールジョブとは
、レシピ上の搬送経路に重複が生じないか否かによって並列で実行することが可能かどう
か判断されることを特徴とする請求項１２ないし１４のいずれか一つに記載の基板処理方
法。
【請求項１９】
　前記動作確認運転は、実行している途中で止めることができることを特徴とする請求項
１１ないし１８のいずれか一つに記載の基板処理方法。
【請求項２０】
　前記動作確認運転のコントロールジョブの実行中に、製品となる基板を処理するための
実運転用のコントロールジョブを割り込ませることができることを特徴とする請求項１１
ないし１９のいずれか一つに記載の基板処理方法。
【請求項２１】
　複数の基板を収納するための搬送容器を載置台に載置し、基板搬送機構により当該搬送
容器から基板を取り出して、複数の処理モジュールのいずれかに搬送して処理を行い、処
理後の基板を元の搬送容器に戻す基板処理装置に用いられるコンピュータプログラムを格
納した記憶媒体であって、
　前記プログラムは請求項１１ないし２０のいずれか一つに記載された基板処理方法を実
行するためにステップが組まれていることを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、設定されたレシピに応じた処理を実行する基板処理装置の動作確認を行う技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体処理装置には、ＦＯＵＰ（Front-Opening Unified Pod）を載置部に載置し、こ
のＦＯＵＰの中から取り出した基板に対して複数の処理モジュールにて順次処理するか、
あるいは複数の処理モジュールにて並列処理する枚葉式の基板処理装置がある。この種の
基板処理装置の一例として、基板を洗浄する基板洗浄装置は、複数のＦＯＵＰを載置する
載置部と、回転する基板の被処理面に洗浄液を供給して洗浄処理を行ったり、さらにその
面にブラシなどのスクラバを押し当ててスクラブ洗浄を行ったりする洗浄モジュール、及
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び処理モジュールとＦＯＵＰとの間で基板の搬送を行う搬送系と、を備えている。
【０００３】
　そして、基板に対して処理を行う場合、基板に設定された処理レシピ（以下、基板に対
する設定に基づいて実行される処理レシピをプロセスジョブ（ＰＪ）という）と、ＰＪの
グループ単位であり、ＦＯＵＰに設定されたコントロールジョブ（ＣＪ）に対して割り当
てられた順番とに基づいて基板の搬送スケジュールが作成される。基板は、この搬送スケ
ジュールに基づいてＦＯＵＰから払い出され、所定の処理モジュールに搬送されて処理さ
れた後、元のＦＯＵＰに戻る。
【０００４】
　一方、基板洗浄装置の実運転（製品基板に対する処理）を初めて開始する前、あるいは
所定のメンテナンスを行った場合などにおいて、基板を実際に搬送し、あるいは処理モジ
ュール内にて処理し、基板洗浄装置の動作確認を行うために試運転（エージングともいう
）の要請がある。
【０００５】
　ここで例えば特許文献１には、真空中で基板を搬送するトランスファーモジュールの周
囲に、ドライエッチングなどのプラズマ処理を行う複数のプロセスモジュール（ＰＭ）を
接続した基板処理装置を運転する技術が記載されている。特許文献１によれば、実運転の
際にあるＰＭにおいて先にアクティブになったＣＪが当該ＰＭにおいて実行可能なＰＪを
有さないときに、初めて他のＣＪに属し、当該ＰＭにおいて実行可能なＰＪの実行を許可
する。これにより、ＰＪを実行するたびに当該ＰＭ内の雰囲気が大幅に変化することを防
止している。しかしながら特許文献１には、実運転に近い条件で、且つ、効率的に試運転
動作を行う手法についてはなんら開示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－９３４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、実運転に近い条件で、効率的に試運転を実行可能な基板処理装置、基板処理
方法及びこの方法を記憶する記憶媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る基板処理装置は、複数の基板に対して処理を行う基板処理装置において、
　複数の基板を収納するための搬送容器を載置するための載置台と、
　基板の処理を行うための複数の処理モジュールと、
　前記載置台と前記処理モジュールとの間で基板を搬送するための基板搬送機構と、
　少なくとも基板搬送機構または処理モジュールの動作確認運転を行うための動作確認モ
ードを選択する選択部と、
　動作確認用の複数のコントロールジョブを設定すると共に、これらコントロールジョブ
毎に、前記搬送容器と当該搬送容器のスロットの位置とで特定される基板に対して実行す
るレシピを入力してプロセスジョブを設定するジョブ設定部と、
　前記搬送容器を交換することなく当該搬送容器内に収納されている基板を繰り返し用い
て、前記動作確認用の複数のコントロールジョブを、予め指定された順番でかつ周期的に
実行する際に、全てのコントロールジョブの合計の実行回数を設定する回数設定部と、
　前記選択部から動作確認モードが選択され、前記複数のコントロールジョブを実行する
際に、一のコントロールジョブのレシピと順番が一つ後のコントロールジョブのレシピと
が並列で実行可能か判断し、実行することが可能でない場合には、前記一のコントロール
ジョブの最終基板が搬送容器に収納された後、引き続いて前記順番が一つ後のコントロー
ルジョブを実行する制御部と、を備えたことを特徴とする。
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　また、他の発明に係る基板処理装置は、複数の基板に対して処理を行う基板処理装置に
おいて、
　複数の基板を収納するための搬送容器を載置するための載置台と、
　基板の処理を行うための複数の処理モジュールと、
　前記載置台と前記処理モジュールとの間で基板を搬送するための基板搬送機構と、
　少なくとも基板搬送機構または処理モジュールの動作確認運転を行うための動作確認モ
ードを選択する選択部と、
　動作確認用の第１のコントロールジョブと第２のコントロールジョブとを設定すると共
に、これらコントロールジョブ毎に、前記搬送容器と当該搬送容器のスロットの位置とで
特定される基板に対して実行するレシピを入力してプロセスジョブを設定するジョブ設定
部と、
　前記搬送容器を交換することなく当該搬送容器内に収納されている基板を繰り返し用い
て、前記動作確認用の第１、第２のコントロールジョブを、予め指定された順番でかつ周
期的に実行する際に、全てのコントロールジョブの合計の実行回数を設定する回数設定部
と、
　前記選択部から動作確認モードが選択され、前記第１、第２のコントロールジョブを実
行する際に、一のコントロールジョブのレシピと順番が一つ後のコントロールジョブのレ
シピとが並列で実行可能か判断し、実行可能な場合は、前記一のコントロールジョブと順
番が一つ後のコントロールジョブとを並列に実行し、前記一のコントロールジョブのレシ
ピが終了しない間に、並列で実行されている前記順番が一つ後のコントロールジョブが終
了する場合は、前記終了していない一のコントロールジョブのレシピと、前記終了してい
ない一のコントロールジョブと種別が異なり、かつ順番が後のコントロールジョブのレシ
ピとが並列で実行可能か判断する制御部と、を備えたことを特徴とする。
　前記他の発明に係る基板処理装置において、前記制御部は、前記種別が異なり、かつ順
番が後のコントロールジョブのレシピが、前記一のコントロールジョブのレシピと並列で
実行可能な場合には、前記一のコントロールジョブと並列に実行してもよい。また、前記
順番が一つ後のコントロールジョブのレシピが、前記一のコントロールジョブのレシピと
並列で実行することが可能でない場合には、前記一のコントロールジョブの最終基板が搬
送容器に収納された後、引き続いて前記順番が一つ後のコントロールジョブを実行しても
よい。
【０００９】
　前記基板処理装置は、以下の特徴を備えていてもよい。　
　（ａ）前記制御部は、前記回数設定部に設定された実行回数を、前記動作確認運転の実
行中に変更することができること。　
　（ｂ）前記ジョブ設定部は、コントロールジョブに複数のプロセスジョブを設定するこ
とができること。　
　（ｃ）前記制御部は、一のコントロールジョブと、この一のコントロールジョブに対し
て順番が一つ後のコントロールジョブ（他の発明に係る基板処理装置の場合は、前記種別
が異なり、かつ順番が後のコントロールジョブも含む）とにおいて、レシピ上の搬送経路
に重複が生じないか否かによって、これらのコントロールジョブを並列で実行することが
可能かどうかを判断すること。　
　（ｄ）前記制御部は、実行している前記動作確認運転を途中で止めることができること
。　
　（ｅ）前記制御部は、前記動作確認運転のコントロールジョブの実行中に、製品となる
基板を処理するための実運転用のコントロールジョブを割り込ませることができること。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、制御部は、動作確認用に設定された複数のコントロールジョブのうち
、順番が相前後するコントロールジョブに含まれるレシピを並列で実行することが可能か
否かを判断する。そして、レシピの並列実行が可能な場合には、これらのレシピを並列し
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て実行するので、コントロールジョブを１つずつ実行する場合よりも短時間で動作確認運
転を終了させることができ、効率的な試運転を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態に係わる洗浄装置の概略構成を示す平面図である。
【図２】前記洗浄装置におけるＣＪ、ＰＪの設定画面の一例を示す説明図である。
【図３】ＣＪ、ＰＪの設定例を示す説明図である。
【図４】前記洗浄装置の動作の流れを示すフロー図である。
【図５】前記洗浄装置による動作確認モードの第１の例に係わるＰＪの実行動作のタイム
チャートである。
【図６】前記第１の例に係わるＣＪの生成、消滅動作を示すタイムチャートである。
【図７】動作確認モードの第２の例に係わるＰＪの実行動作のタイムチャートである。
【図８】前記第２の例に係わるＣＪの生成、消滅動作を示すタイムチャートである。
【図９】動作確認モードの第３の例に係わるＰＪの実行動作のタイムチャートである。
【図１０】前記第３の例に係わるＣＪの生成、消滅動作を示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、スクラバに洗浄液を供給しながらウエハＷに押し当てて、ウエハＷの被処理面を
洗浄するスクラブ洗浄モジュールを備えた洗浄装置に、本発明の基板処理装置を適用した
実施の形態について説明する。図１の横断平面図に示すように、洗浄装置１は、複数のウ
エハＷを収納したＦＯＵＰ１～４を載置する載置ブロック１１と、載置ブロック１１に載
置されたＦＯＵＰ１～４からのウエハＷの搬入・搬出を行う搬入出ブロック１２と、搬入
出ブロック１２と後段の洗浄ブロック１４との間でウエハＷの受け渡しを行う受け渡しブ
ロック１３と、ウエハＷのスクラブ洗浄を行うための洗浄ブロック１４とを備えている。
載置ブロック１１を手前としたとき、載置ブロック１１、搬入出ブロック１２、受け渡し
ブロック１３、洗浄ブロック１４は、手前側からこの順に、隣接して設けられている。ま
た、搬入出ブロック１２の外壁には、タッチパネル式の液晶ディスプレイなどにより構成
される運転操作部１８が設けられている。
【００１３】
　載置ブロック１１は、複数のウエハＷを水平状態で収納した例えば４台のＦＯＵＰ１～
４を載置台上に載置する。搬入出ブロック１２は、ウエハＷの搬送を行う。受け渡しブロ
ック１３は、ウエハＷの受け渡しを行う。搬入出ブロック１２および受け渡しブロック１
３は、筐体内に収められている。
【００１４】
　搬入出ブロック１２は、第１のウエハ搬送機構１５を有している。第１のウエハ搬送機
構１５は、ＦＯＵＰ１～４の配列方向に沿って移動可能に構成されると共に、ウエハＷを
保持する搬送アームを水平方向に進退自在、かつ回転自在、および上下方向に昇降自在に
構成され、ＦＯＵＰ１～４と受け渡しブロック１３との間でウエハＷを搬送する。
【００１５】
　受け渡しブロック１３は、例えば８枚のウエハＷを載置可能な受け渡し棚１６を有して
いる。受け渡しブロック１３では、この受け渡し棚１６を介して搬入出ブロック１２、洗
浄ブロック１４の搬送機構間（既述の第１のウエハ搬送機構１５および後述する第２のウ
エハ搬送機構１７）でウエハＷの受け渡しが行われる。
【００１６】
　洗浄ブロック１４は、複数の洗浄モジュール２が配置された洗浄部１４１と、ウエハＷ
の搬送が行われる搬送部１７１とを筐体内に収めた構成となっている。搬送部１７１は、
受け渡しブロック１３との接続部を基端として、前後方向に伸びる空間内に第２のウエハ
搬送機構１７を配置してなる。第２のウエハ搬送機構１７は、搬送部１７１の伸びる方向
に沿って移動可能に構成されると共に、ウエハＷを保持する搬送アームを水平方向に進退
自在、かつ回転自在、および上下方向に昇降自在に構成され、受け渡し棚１６と各洗浄モ
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ジュール２との間でウエハＷを搬送する。
【００１７】
　図１に示すように洗浄部１４１は、搬送部１７１を形成する空間が伸びる方向に沿って
、複数台、例えば各々２台配置され、さらに上下２段に積み上げられた合計８台の洗浄モ
ジュール２を備えている。各洗浄モジュール２は、ウエハＷの被処理面に洗浄液を供給し
ながらブラシやスポンジなどのスクラバを押し当てて、スクラブ洗浄を行う。各洗浄モジ
ュール２では、ウエハＷの材質や、当該洗浄処理の前後に他の処理装置にて実施されるプ
ロセスなどに応じて、洗浄液の種類や洗浄領域、洗浄時間などの処理条件が異なる処理を
実行することができる。
【００１８】
　図１に示すように洗浄装置１は、制御部３と接続されている。制御部３は例えば図示し
ないＣＰＵと記憶部とを備えたコンピュータからなり、記憶部には洗浄装置１の作用、即
ち載置ブロック１１に載置されたＦＯＵＰ１～４からウエハＷを取り出して、各洗浄モジ
ュール２に搬入し、洗浄を行ってから、元のＦＯＵＰ１～４に戻すまでの制御についての
ステップ（命令）群が組まれたプログラムが記録されている。このプログラムは、例えば
ハードディスク、コンパクトディスク、マグネットオプティカルディスク、メモリーカー
ド等の記憶媒体に格納され、そこからコンピュータにインストールされる。
【００１９】
　特に、本例の洗浄装置１に設けられた制御部３は、製品ウエハＷの洗浄処理を行う処理
モードと、第１、第２のウエハ搬送機構１５、１７（基板搬送機構）や洗浄モジュール２
（処理モジュール）の動作確認運転を行う動作確認モードとを切り替えて実行する機能を
備えている。以下、動作確認モードを実行するための制御部３の機能について詳細に説明
する。
【００２０】
　動作確認モードを実行するために制御部３は、モード選択部３１、ジョブ設定部３２、
及びＣＪ回数設定部３３の機能を備えている。　
　モード選択部３１は、洗浄装置１の運転操作部１８を介して、ユーザーや検収担当者な
どから指示を受け付け、洗浄装置１が実行する運転モードを処理モードと動作確認モード
とに切り替える。
【００２１】
　ジョブ設定部３２は、（１）動作確認モードで実行されるＣＪを設定する機能と、（２
）各ＣＪにて実行されるＰＪの設定を行う機能とを備えている。　
　上記（１）の機能に関し、まず、ユーザーが運転操作部１８を操作して、モード選択部
３１にて動作確認モードを選択する。次に、ユーザーが運転操作部１８を操作して、ＣＪ
の情報を設定する。具体的には、ジョブ設定部３２が当該ＣＪの個別番号であるＩＤを自
動で付与し（ユーザーなどからＩＤの付与を受け付けてもよい）、ユーザーが行ったその
ＣＪが実行されるＦＯＵＰ１～４の選択を受け付ける。
【００２２】
　こうして設定されたＣＪに対し、上記（２）のＰＪの設定を行う。例えばジョブ設定部
３２は、ＣＪの設定に伴って自動付与されたＩＤ（このＩＤについてもユーザーなどから
の付与を受け付けてもよい）を付したＰＪの受付画面を運転操作部１８に表示する。そし
て、ユーザーがその表示を用いて選択したＦＯＵＰ１～４内のウエハＷに対して実行され
るレシピの設定を行い、ジョブ設定部３２が受け付ける。各ＰＪが実行されるウエハＷは
、ＦＯＵＰ１～４のスロットの位置によって特定される。
【００２３】
　さらに、１つのＣＪには複数のＰＪを設定することができる。具体的には、ジョブ設定
部３２があるＣＪに対してＰＪの設定を受け付けた後、ユーザーは当該ＣＪにつき、さら
に別のＰＪを設定するか否かの選択を行い、新たに生成したＰＪに対して同様の設定（レ
シピの設定やウエハＷの設定）を行うことができる。新たにＰＪが設定されると、ジョブ
設定部３２が受け付ける。この結果、図２に示すように、１つのＣＪに１つまたは複数の
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ＰＪを設定することが可能となる。
【００２４】
　例えば図３（ａ）は、１つのＦＯＵＰ１に対して、「ＰＪ１－１」と「ＰＪ１－２」と
の２つのＰＪを含む「ＣＪ１」が設定された例を示しており、図３（ｂ）は、１つのＦＯ
ＵＰ２に対して、ただ一つの「ＰＪ２－１」を含む「ＣＪ２」が設定された例を示してい
る。　
　動作確認モードでは、ＦＯＵＰ１～４からウエハＷを取り出し、搬送スケジュールに従
って各洗浄モジュール２にウエハＷを搬送し、元のＦＯＵＰ１～４に戻す搬送動作のみを
行い、実際のスクラブ洗浄は行わない場合や、ウエハＷの搬送及びスクラブ洗浄の双方を
実行する場合などの様々なＰＪの設定をすることができる。
【００２５】
　ここで処理モードと、動作確認モードとにおけるウエハＷの取り扱いの最も大きな違い
を説明する。処理モードにおいては、前段の処理装置にて処理された製品ウエハＷを収納
したＦＯＵＰ１～４が載置台上に載置される。そしてここから取り出されたウエハＷが洗
浄モジュール２にて処理され、再び元のＦＯＵＰ１～４に収納されると、当該ＦＯＵＰ１
～４は、後段の処理装置へと搬出される。こうして載置台には次々と新たなＦＯＵＰ１～
４が搬送されてくる。
【００２６】
　これに対して動作確認モードは、第１、第２のウエハ搬送機構１５、１７や洗浄モジュ
ール２などの動作確認を行うことが目的であるため、載置台上のＦＯＵＰ１～４を交換せ
ずに、同じウエハＷを繰り返し取り出してＰＪを実行してもよい。そこで本例の制御部３
は、先に説明したモード選択部３１やジョブ設定部３２の機能に加えＣＪ回数設定部３３
を備え、各ＦＯＵＰ１～４に設定されたＣＪの実行回数を設定することができる。この結
果、例えば２５枚のウエハＷを収納した４台のＦＯＵＰ１～４（ウエハＷ枚数は１００枚
）に対して合計１０回のＣＪを実行すれば、処理モードにて１０００枚の製品ウエハＷを
処理したときと同様の条件下で動作確認を行うことができる。
【００２７】
　こうしてＣＪ回数設定部３３にてＣＪの実行回数が設定されると、制御部３は、予め指
定された順番で周期的にＣＪを実行し、設定回数のＣＪを実行した後に動作確認モードを
終了する。本例では、載置台の左端から順番にＦＯＵＰ１～４が載置され、ＦＯＵＰの番
号の小さい方から順番に設定されたＣＪが周期的に実行されるものとする。ここでＣＪを
「周期的に実行する」とは、処理が終了したウエハＷを収容したＦＯＵＰを洗浄装置１の
外へ搬出することなく、複数回の処理を行うことをいう。
【００２８】
　そして制御部３は、相前後する順番で実行されるＣＪに含まれるＰＪを並列で実行する
ことが可能な場合には、これらのＰＪを並列して実行し、並列で実行することが可能でな
い場合には、前記の順番通りにＰＪを実行する。この機能の具体例については、以下の動
作説明にて図４～図１０を参照しながら詳細に説明する。
【００２９】
　まず、図４に基づき、動作確認モード時の洗浄装置１の動作について説明する。ユーザ
ーが運転操作部１８を操作して、洗浄装置１の動作確認モードを選択する（図４、スター
ト）。ユーザーの操作を受けてＣＪが生成され、ジョブ設定部３２がＩＤの自動付与やＦ
ＯＵＰ１～４の選択を受け付けて、当該ＣＪの設定を行い（ステップＳ１）、当該ＣＪに
ついてＰＪを１つ生成してＩＤの自動付与を行う（ステップＳ２）。次いで、ジョブ設定
部３２は、ユーザーが行ったレシピの設定（ステップＳ３）やウエハＷの設定（ステップ
Ｓ４）を受け付けて、生成されたＰＪとして設定する。次いで、当該ＣＪについて新たな
ＰＪを追加するか否かの選択を受け付ける（ステップＳ５）。
【００３０】
　ユーザーによってＰＪを追加することが選択された場合には（ステップＳ５；ＹＥＳ）
、ジョブ設定部３２は運転操作部１８の画面などにＰＪの設定エリアを追加し（ステップ
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Ｓ６）、レシピやウエハＷの設定を受け付けて、生成された新たなＰＪとして設定する（
ステップＳ２～４）。こうして必要な数だけＰＪを追加し、これ以上ＰＪを追加しない場
合には（ステップＳ５；ＮＯ）、当該動作確認モードに新たなＣＪを追加するか否かの選
択を受け付ける（ステップＳ７）。
【００３１】
　ユーザーによってＣＪを追加することが選択された場合には（ステップＳ７；ＹＥＳ）
、ジョブ設定部３２は運転操作部１８の画面などにＣＪの設定エリアを追加し（ステップ
Ｓ８）、各ＰＪについてのレシピやウエハＷの設定動作を繰り返し、新たなＣＪ、ＰＪ（
及び追加ＰＪ）として設定する（ステップＳ１～Ｓ６）。
【００３２】
　そして必要な数だけＣＪを追加し、これ以上ＣＪを追加しない場合には（ステップＳ７
；ＮＯ）、ＣＪ回数設定部３３はＣＪの実行回数の設定を受け付ける（ステップＳ９）。
しかる後、制御部３は、各ＣＪに設定されたＰＪの内容、ＣＪの実行回数に基づいて、各
ＦＯＵＰ１～４内のウエハＷの搬送スケジュールを作成する（ステップＳ１０）。
【００３３】
　搬送スケジュールが作成されると、各ＦＯＵＰ１～４からはウエハＷが取り出され、当
該搬送スケジュールに基づいて各処理モジュール２に搬送され、各ＰＪに設定されている
レシピに応じた確認運転用の処理が実行される（ステップＳ１１）。そして、前記の設定
回数だけＣＪを実行したら、洗浄装置１は動作確認モードの運転を終える（エンド）。
【００３４】
　次に、図５、図６を参照しながら、ＣＪを並列で実行することが可能でない場合の動作
確認モードの運転例について説明する。本例では、洗浄装置１の載置台には、２つのＦＯ
ＵＰ１、２が配置され、図３に示すようにＦＯＵＰ１には、ＰＪ１－１、ＰＪ１－２の２
つのＰＪを含むＣＪ１が設定され、ＦＯＵＰ２にはＰＪ２－１からなるＰＪを１つだけ含
むＣＪ２が設定されているものとする。そして、当該動作確認モードでは、これらＣＪ１
、ＣＪ２を合計８回実行するものとする。
【００３５】
　図５は、各ＰＪの実行スケジュールを示したタイムチャートであり、時間の経過方向が
下向きとなっている。図中、ＴＲＳ１、２は、ＦＯＵＰ１、２から洗浄モジュール２への
搬出時に使用される受け渡し棚１６のスロット、ＴＲＳ３、４は洗浄モジュール２からＦ
ＯＵＰ１、２への搬入時に使用される受け渡し棚１６のスロット、ＳＣＲ１～３は、各Ｐ
Ｊで使用される洗浄モジュール２を表している。下向きの矢印は、その洗浄モジュール２
での処理が継続していることを示している。
【００３６】
　各ＰＪで使用される受け渡し棚１６のスロット位置（ＴＲＳ１～４）や洗浄モジュール
２（ＳＣＲ１～３）は、ＣＪ、ＰＪの設定を行った後、制御部３が搬送スケジュールを作
成する時に設定される。なお、ＴＲＳ１～４、ＳＣＲ１～３などの番号の違いは、搬送ス
ケジュール上の管理番号であり、必ずしも異なるスロット位置や異なる洗浄モジュール２
を使用することを意味するものではない。ここで図５に示す動作確認モードでは、例えば
洗浄モジュール２のスクラバに供給される処理液を切り替える必要がある場合やレシピ上
の搬送経路が重なる場合などには、制御部３はＣＪ１に含まれるＰＪ１－１、ＰＪ１－２
と、ＣＪ２に含まれるＰＪ２－１とを並列で実行することが可能でない。すなわち、制御
部３はＣＪ１とＣＪ２を並列して実行することが可能でない。
【００３７】
　ここで、「レシピ上の搬送経路」とは、第１、第２のウエハ搬送機構１５、１７や受け
渡し棚１６の各スロット、洗浄モジュール２などの各機器を介してウエハＷが搬送される
経路のことである。あるウエハＷに対して設定された搬送経路上の機器が、当該ウエハＷ
により占有されている期間中は、他のウエハＷが当該占有中の機器を用いる搬送経路を構
成することはできない。具体的には、あるＰＪに基づいて洗浄モジュール２にてウエハＷ
を処理している期間中は、別のＰＪが設定されている別のウエハＷが当該洗浄モジュール
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２に搬送されることはできない。また、あるＰＪに基づいて受け渡し棚１６のあるスロッ
トにウエハＷが載置されている期間中は、別のＰＪが設定されている別のウエハＷが当該
スロットに載置されることはできない。このような場合は、制御部３はそれぞれのＰＪを
含むＣＪを並列して実行することが可能でない。
【００３８】
　図５に示すように、制御部３はＦＯＵＰ１、２の番号の小さい方に設定されているＣＪ
から順番に、ＣＪ１（１回目）→ＣＪ２（１回目）→ＣＪ１（２回目）→と、周期的にＣ
Ｊを実行する。従って各ＰＪは、ＰＪ１－１→ＰＪ１－２→ＰＪ２－１→ＰＪ１－１→…
の順番に実行されることになる。
【００３９】
　図５に示したスケジュールに基づいてＰＪを実行するため、制御部３は、図６のタイム
チャートに示すように各ＣＪとその実行回数とを対応付けて、実行するＣＪの生成、消滅
を行う。図中の白丸は、実行するＣＪの生成動作、黒丸はその消滅動作、点線は装置リソ
ース待機、右向きの矢印は、ウエハＷの搬送や処理の実行を示している。
【００４０】
　まず、動作確認モードの運転開始の際、制御部３は、ＣＪの設定時に生成したＩＤに対
し、ＣＪの実行回数に対応する符号を付し（例えば３桁の数字を１ずつ増やして付与し）
、実行するＣＪのＩＤを生成する。本例では番号の小さいＦＯＵＰ１に設定されたＣＪ１
から実行するので、始めに実行されるＣＪのＩＤは「ＣＪ１－００１」、次に実行される
ＣＪのＩＤは「ＣＪ２－００２」となる。
【００４１】
　そして、制御部３は、ＣＪ１－００１とＣＪ２－００２を並列して実行することができ
るかどうかを判断する。本例では、ＣＪ２－００２に設定されたＰＪ２－１は、ＣＪ１－
００１に設定されたＰＪ１－１、ＰＪ１－２と並列して実行することが可能でない。従っ
て、制御部３は、ＣＪ１－００１につき、ＰＪ１－１、ＰＪ１－２の処理を実行する一方
、これらＰＪ１－１、ＰＪ１－２と並列して実行することが可能でないＰＪ２－１を含む
ＣＪ２－００２については、装置リソースの待機状態とする。そして、ＣＪ１－００１に
含まれるＰＪの処理が終了したら、ＣＪ２－００２のＰＪ２－１を実行する。
【００４２】
　ＣＪ１－００１の実行が終わったら、制御部３は当該ＣＪを消滅させ、ＣＪ２－００２
に次いで周期的に実行されるＣＪである「ＣＪ１－００３」のＩＤを持つＣＪを同じＦＯ
ＵＰに対して生成させる。そして、制御部３は次に実行するＣＪが新たに生成されたタイ
ミングで、実行中のＣＪと、並列で実行することが可能かどうか判断する。本実施例では
、ＣＪ１－００３が生成された時点では、並列で実行することが可能でないＣＪ２－００
２が実行中のため、ＣＪ１－００３は実行開始されず、ＣＪ２－００２が終了してからＣ
Ｊ１－００３が実行される。
【００４３】
　このようにして、実行が完了したＣＪを消滅させ、次に実行するＣＪを新たに生成する
ことにより、載置台上のＦＯＵＰ１、２が仮想的に洗浄装置１外に搬出され交換されたも
のと取り扱われ、同じＦＯＵＰに対して設定回数に応じたＣＪを実行することができる。
図６に示した例では、８回目のＣＪに対応するＣＪ２－００８が実行されたら、制御部３
は動作確認モードの実行を終える。
【００４４】
　例えば図７、図８は、載置台上の４つのＦＯＵＰ１～４に各々ＣＪ１～ＣＪ４が設定さ
れ、各ＣＪには互いに並列して実行することが可能でない１つのＰＪ（ＰＪ１－１～ＰＪ
４－１）が設定されているときに、ＣＪ１～ＣＪ４を合計７回実行する場合の動作を示し
ている。
【００４５】
　この例では、制御部３は、動作確認モードの運転開始の際、図８に示すようにＣＪ１－
００１～ＣＪ１－００４を生成し、各ＣＪを並列して実行することが可能かどうか判断す
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る。そして、各ＣＪには互いに並列して実行することが可能でないＰＪが設定されている
ので、ＰＪ１－１～ＰＪ４－１が並列して実行されないようにこれらのＣＪを実行する。
制御部３は、ＦＯＵＰ１～４の番号の小さい順から、実行するＣＪを周期的に生成し、７
回目のＣＪであるＣＪ３－００７が実行されたら、動作確認モードの実行を終える。
【００４６】
　次に、ＣＪを並列して実行することが可能な場合の動作確認モードの運転例について説
明する。本例では、洗浄装置１の載置台には、２つのＦＯＵＰ１、２が配置され、ＦＯＵ
Ｐ１には、ＰＪ１－１からなる１つのＰＪを含むＣＪ１が設定され、ＦＯＵＰ２にはＰＪ
２－１からなる１つのＰＪを含むＣＪ２が設定されている。そして、動作確認モードでは
、これらＣＪ１、ＣＪ２を合計６回実行するものとする。
【００４７】
　さらに本例の動作確認モードでは、例えば洗浄モジュール２のスクラバに供給される処
理液が共通である場合や、レシピ上の搬送経路が重ならない場合などには、各ＣＪに含ま
れるＰＪ１－１とＰＪ２－１とを並列して実行することが可能である。すなわち、制御部
３はＣＪ１とＣＪ２を並列して実行することが可能である。また、ＰＪ１－１の処理時間
は、ＰＪ２－１の処理時間よりも長くなっている。
【００４８】
　この場合には、図９に示すように、制御部３はＣＪ１（１回目）とＣＪ２（１回目）と
を並列して実行する。処理時間が短いＣＪ２（１回目）が先に終了し、次のＣＪが生成さ
れる。このとき、番号の小さいＦＯＵＰ１についてのＣＪ１（１回目）はまだ実行中なの
で、ＣＪ１（２回目）の開始を追い越してＦＯＵＰ２に対してＣＪ２（２回目）を開始す
る。その後、ＣＪ１（１回目）が完了すると、予め割り当てられた順番に基づけば、ＣＪ
１の次のＣＪ２を開始することになるが、ＣＪ２（２回目）が実行中なので、制御部３は
ＣＪ２（３回目）の開始を追い越してＦＯＵＰ１に対してＣＪ１（２回目）を実行する。
【００４９】
　図９に示したスケジュールに基づいてＰＪを実行するため、図１０のタイムチャートに
示すように各ＣＪとその実行回数とを対応付けて、実行されるＣＪの生成、消滅が行われ
る。まず、動作確認モードの運転開始時に、制御部３は、設定時に生成したＣＪのＩＤに
対し、ＣＪの実行回数に対応する符号を付して実行するＣＪのＩＤとして「ＣＪ１－００
１、ＣＪ２－００２」を生成する。
【００５０】
　これらＣＪ１－００１、ＣＪ２－００２に含まれるＰＪ１－１、ＰＪ２－１は並列して
実行することが可能なので、制御部３はこれらのＣＪを並列して実行し、処理時間の短い
ＣＪ２－００２が先に終了する。処理を終えたＣＪ２－００２については、当該ＣＪを消
滅させ、次に実行される「ＣＪ２－００３」のＩＤを持つＣＪを同じＦＯＵＰ２に対して
生成する。
【００５１】
　制御部３はＣＪ２－００３を生成したタイミングで、実行中のＣＪ１－００１と並列で
実行することが可能かどうかを判断する。本実施例では、ＣＪ２－００３とＣＪ１－００
１は並列で実行することが可能なので、ＣＪ２－００３をＣＪ１－００１と並列して実行
する。ＣＪ１－００１が終了すると、当該ＣＪを消滅させて、次に実行される「ＣＪ１－
００４」のＩＤを持つＣＪを同じＦＯＵＰ１に対して生成する。こうして図１０に示すよ
うにＣＪ１－００１～ＣＪ２－００６を生成して、処理が最後に終了するＣＪ１－００６
の実行が完了したら、動作確認モードを終える。
【００５２】
　本実施の形態に係わる洗浄装置１によれば、以下の効果がある。制御部３は、動作確認
用に設定された複数のＣＪのうち、順番が相前後するＣＪに含まれるＰＪを並列で実行す
ることが可能であるか否かを判断する。そして、ＰＪを並列で実行することが可能な場合
には、これらのＰＪを並列して実行するので、ＣＪを１つずつ実行する場合よりも短時間
で動作確認運転を終了させることができ、効率的な試運転を行うことができる。また、予
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的にＣＪを実行する。これらにより、ＦＯＵＰの交換を行わなくても実運転と同様の搬送
スケジュールを組むことができ、実運転に近い効率的な試運転を行うことができる。
【００５３】
　また、動作確認モードのＣＪの実行回数を予め設定できるので、動作確認運転に必要な
量（ウエハＷの処理枚数や動作確認運転の時間など）だけＣＪを実行することができる。
これにより、動作確認モードの運転を自動的に停止することができ、ユーザーの立ち会い
による手動停止を必要としない。ここで、ＣＪ回数設定部３３にて設定されるＣＪの実行
回数は、運転操作部１８を介したユーザーからの指示などにより、途中で変更してもよい
。
【００５４】
　更に、ＣＪ回数設定部３３にて設定された回数だけ実行される動作確認用のＣＪは、運
転操作部１８を介したユーザーからの指示や、搬送経路上の各機器（第１、第２のウエハ
搬送機構１５、１７や洗浄モジュール２など）の不具合の検出などに応じて途中で停止す
るなどしてもよい。このとき、ＣＪを停止する手法は、動作確認運転そのものを停止して
もよいし、再開を前提とする中断をしてもよい。また、特定のＣＪだけを停止、中断して
他のＣＪを継続したり、ＣＪに含まれる特定のＰＪだけを停止、中断して他のＰＪを継続
したりしてもよい。また、指定されたＦＯＵＰについてのＣＪを停止、中断し、他のＦＯ
ＵＰについてはＣＪを継続してもよい。　
【００５５】
　更にまた、動作確認運転（動作確認モード）のＣＪの実行の途中に、製品となるウエハ
Ｗの処理を行う実運転（処理モード）のＣＪを割り込ませてもよい。動作確認運転中に急
遽、実処理の必要なウエハＷがきたとしても、実運転のＣＪを割り込ませることができる
ので、動作確認運転を止めることなく実処理も並列して行うことができる。
【００５６】
　上述の実施の形態では、各ＦＯＵＰ１～４についてＣＪを設定したが、ＣＪの設定単位
はこの例に限られない。例えば複数台のＦＯＵＰ１～４をまとめてＣＪを設定してもよい
。また、ＣＪを周期的に実行する順番は、上述の実施の形態に示したようにＦＯＵＰ１～
４が載置台上に載置されている順番に実行する場合に限られるものではない。予め実行す
る順番が定められていれば、どのような順番であってもよい。
【００５７】
　そして、本発明の基板処理装置は、スクラブ洗浄を行う洗浄装置に限られるものではな
く、例えば鉛直軸周りに回転する基板に処理液を供給して液処理を行う液処理モジュール
をそなえた枚葉式の液処理装置に適用してもよい。また、共通の搬送機構に複数台の処理
チャンバーを処理モジュールとして接続した、エッチング装置やアッシング装置などのプ
ラズマ処理装置などにも本発明は適用することができる。
【符号の説明】
【００５８】
Ｗ　　　　　ウエハ
１　　　　　洗浄装置
２　　　　　洗浄モジュール
３　　　　　制御部
３１　　　　モード選択部
３２　　　　ジョブ設定部
３３　　　　ＣＪ回数設定部
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